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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich- Vielzahl von der Antriebswelle (32) zugeordneten Dich-
tung (70) zum Abdichten von Wellenlagern (62,64) in tungselementen (70a-70d), die in Richtung der Langs-
einer Entwicklerstation (10) einer elektrographischen achse der Antriebswelle (32) vom Geh&use (12) mit
Reproduktionseinrichtung, mit einem Gehause (12) das dem Entwicklermaterial (D) in Richtung des Lagers (62)
Entwicklermaterial (D) enthalt, mit mindestens einer An- zunehmend nach auRen verlaufen und von denen min-
triebswelle (32, 42), die in einem Lager (62,64) gelagert destens eines mit der Antriebswelle (32) drehbar ist,
ist, das in dem Gehause (12) angeordneten ist und eine wahrend die angrenzenden Dichtungselemente ortsfest

angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein ei-
ne Vorrichtung zum Abdichten von Wellenlagern einer
Entwicklerstation in elektrographischen Reproduktions-
einrichtungen.

[0002] In herkédmmlichen, handelsiblichen elektro-
graphischen Reproduktionseinrichtungen (z. B. Kopie-
rern, Druckern etc.) wird ein latentes Ladungsbild auf
einem gleichmaRig geladenen, das Ladungsbild spei-
chernden Photoleitelement mit dielektrischen Eigen-
schaften (im Folgenden bezeichnet als dielektrisches
Tragerelement) erzeugt. Dieses latente Ladungsbild
zieht pigmentierte Markierungspartikel an, die das Bild
auf dem dielektrischen Tragerelement entwickeln. An-
schlieRend wird ein Aufnahmeelement, z. B. ein Papier-
bogen, eine Folie oder ein anderes Medium, mit dem
dielektrischen Tragerelement in Kontakt gebracht und
ein elektrisches Feld angelegt, so dass das durch die
Markierungspartikel entwickelte Bild vom dielektrischen
Tragerelement auf das Aufnahmeelement Ubertragen
wird. Nach der Ubertragung wird das bebilderte Aufnah-
meelement vom dielektrischen Tragerelement weg be-
wegt und das Bild durch Hitze und Druck auf dem Auf-
nahmeelement fixiert (aufgeschmolzen), so dass ein
dauerhaftes Bild entsteht.

[0003] Eine in elektrostatographischen Reprodukti-
onseinrichtungen weit verbreitete Art von Entwicklersta-
tionen ist die Entwicklerstation mit Magnetburste, wie
sie z.B. in der US 4,887,132 offenbart ist. Diese umfasst
ein Gehause, das eine Vielzahl von Elementen enthalt
und einen Vorratsbehélter fiir das Entwicklermaterial bil-
det. Das Entwicklermaterial kann z. B. als Zweikompo-
nenten-Entwicklermaterial ausgebildet sein, das ma-
gnetische Tragerpartikel und im Vergleich zu diesen
kleinere pigmentierte Markierungspartikel enthalt. Die
Entwicklerstation umfasst eine in dem Vorratsbehalter
angeordnete Mischvorrichtung, z. B. ein Schaufelrad,
einen Schneckenmischer oder einen Bandmischer, mit-
tels welcher die Tragerpartikel und die Markierungspar-
tikel gerthrt werden, um die Partikel triboelektrisch auf-
zuladen, damit die Markierungspartikel an der Oberfla-
che der Tragerpartikel haften. Eine Transportvorrich-
tung transportiert das Entwicklermaterial vom Vorrats-
behalter in ein von einer Vielzahl von Magneten erzeug-
tes Feld, wobei die Magneten innerhalb einer rotieren-
den Hilse angeordnet sind. Die Hilse wird in der Regel
als Tonerwalze bezeichnet. Hierbei ist es mdglich, dass
die Magnete rotieren, wahrend die Hiilse ortsfest bleibt,
oder dass die Hulse mit einer anderen Winkelgeschwin-
digkeit als die Magnete rotiert. Die rotierende Hiilse und
die magnetischen Felder bewirken, dass die Markie-
rungspartikel in die Nahe des latenten Ladungsbilds auf
dem dielektrischen Tragerelement gebracht und auf das
Ladungsbild aufgebracht werden, so dass dieses ent-
wickelt wird.

[0004] Die Antriebswellen der Mischvorrichtung und
der Transportvorrichtung in der Entwicklerstation der
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elektrographischen Reproduktionseinrichtung verlau-
fen durch die Entwicklerstation und sind in, in den Sei-
tenwénden des Gehauses der Entwicklerstation ange-
ordneten, Lagerungen gelagert. Die Lagerungen sind in
der Regel durch Dichtungen geschutzt. Aufgrund der Ei-
genschaften des Entwicklermaterials bieten die be-
kannten Dichtungsanordnungen jedoch keinen voll-
stédndigen Schutz fiir die Lagerungen. Da die Partikel
des Entwicklermaterials winzig klein sind, kann das Ent-
wicklermaterial durch die Dichtungen in die Lagerungen
eindringen, was einen vorzeitigen Verschleifld der Lage-
rungen verursacht.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Vorrichtung zum Abdichten von Wellenlagern in Ent-
wicklerstationen in elektrographischen Reproduktions-
einrichtungen zu schaffen, die das unerwiinschte Ein-
dringen von Entwicklermaterial in die Lagerungen in der
Entwicklerstation im Wesentlichen verhindert.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf durch
eine Vorrichtung mit den Merkmalen gemaf Anspruch
1 geldst.

[0007] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung sind einer Welle eine Vielzahl von Dichtungsele-
menten zugeordnet, die in Richtung der Langsachse der
Antriebswelle vom Geh&use mit dem Entwicklermaterial
in Richtung des Lagers zunehmend nach auf3en verlau-
fen und von denen mindestens eines mit der Antriebs-
welle drehbar ist, wahrend die angrenzenden Dich-
tungselemente ortsfest angeordnet sind.

[0008] Diese erfindungsgemale Dichtungsanord-
nung hat sich als sehr effektiv erwiesen und die Lebens-
dauer von Lagern bedeutend verléngert.

[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
sind die Dichtungselemente aus einem Material mit ei-
nem niedrigen Reibungskoeffizient gefertigt, so dass
bei Rotation der Dichtungselemente beziglich einander
die Reibung und Warmebildung reduziert wird.

[0010] Vorteilhafterweise sind die Dichtungselemente
labyrinthartig angeordnet. Hierbei reduziert das in der
labyrinthartigen Dichtungsanordnung gefangene Ent-
wicklermaterial den von weiterem in die Ausnehmung
fur die Dichtung eintretenden Entwicklermaterial ausge-
Ubten Druck und bildet so ein weiteres Dichtungsele-
ment.

[0011] Ein weiterer Vorteil der Dichtungsanordnung
liegt darin, dass sie nicht nur als Schutz vor Verschmut-
zung der Lager dient, sondern zuséatzlich verhindert,
dass Lagerschmiere in das Gehause der Entwicklersta-
tion eindringt und des Entwicklermaterial kontaminiert.
[0012] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand der Beschreibung einer bevorzugten Ausfiih-
rungsform mit Bezugnahme auf die beigefiigten Zeich-
nungen naher erlautert.

[0013] Es zeigen:

eine Seitenansicht bzw. teilweise Quer-
schnittsansicht einer Entwicklerstation in ei-
ner elektrographischen Reproduktionsein-

Fig. 1
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richtung mit Magnetburste, bei der einige Ab-

schnitte zur besseren Darstellung entfernt

wurden;
Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer Ent-
wicklerstation in einer elektrographischen Re-
produktionseinrichtung mit Magnetbirste mit
einer erfindungsgemaflen Stellvorrichtung,
bei der ebenfalls einige Abschnitte zur besse-
ren Darstellung entfernt wurden;
Fig. 3 eine perspektivische, vergrofRerte Darstel-
lung der Entwicklerstation in einer elektrogra-
phischen Reproduktionseinrichtung mit Ma-
gnetbilrste und eines Abschnitts der erfin-
dungsgemafen Stellvorrichtung; und
Fig. 4 eine vergrofRerte Draufsicht bzw. Quer-
schnittsansicht eines Abschnitts der Entwick-
lerstation in einer elektrographischen Repro-
duktionseinrichtung mit Magnetburste, die ei-
ne erfindungsgeméafle Dichtungsanordnung
umfasst.

[0014] Fig. 1 zeigt eine Ausfihrungsform einer Ent-
wicklungsstation 10 in einer elektrographischen Repro-
duktionseinrichtung mit Magnetburste. Die nachfolgend
beschriebene Erfindung kann in einer derartigen Ent-
wicklerstation eingesetzt werden, ist jedoch auch fir
Entwicklerstationen anderer Konstruktion geeignet. Die
Entwicklerstation 10 mit Magnetbirste umfasst ein Ge-
hause 12, das miteinander verbundene Bereiche 12a-
12c definiert, die Kammern bilden, darunter einen unte-
ren Bereich 12a, der als Vorratsbehalter fir Entwickler-
material D dient. Bei dem Entwicklermaterial handelt es
sich beispielsweise um ein Zweikomponenten-Material
aus magnetischen Tragerpartikeln gemischt mitim Ver-
gleich zu diesen kleineren, pigmentierten Markierungs-
partikeln. Der obere Bereich 12b des Gehduses 12 um-
fasst eine Tonerwalze 14 zum Auftragen der Markie-
rungspartikel auf die auf einem dielektrischen Trage-
relement 16 gebildeten Ladungsmuster. Das Tragerele-
ment 16 bewegt sich entlang einem Pfad P, der an einer
Offnung O im oberen Gehauseabschnitt 12b vorbei ver-
lauft.

[0015] Die Tonerwalze 14 der Entwicklerstation 10 mit
Magnetbirste umfasst einen Kern 18, um dessen Um-
fangsoberflache eine Vielzahl von Magneten 20 ange-
ordnet sind. Der Kern 18 ist von einer nicht-magneti-
schen, im Wesentlichen zylindrischen Ummantelung 22
umgeben, deren Langsachse beziglich der Langsach-
se des Kerns 18 versetzt ist. Diese versetzte Anordnung
bewirkt eine Reduzierung der Feldstarke der Magneten
20 in dem von den Magneten 20 weiter entfernten Be-
reich der Ummantelung 22, so dass das Entwicklerma-
terial in diesem Bereich eine geringere Neigung hat, an
der Ummantelung zu haften und stattdessen zuriick in
den Vorratsbehalter gelangt. Der Kern und/oder die Um-
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mantelung kdnnen in bekannter Weise fest oder dreh-
bar angeordnet sein; die jeweilige Anordnung muss nur
gewabhrleisten, dass das Entwicklermaterial in das von
den Magneten 20 erzeugte Feld und in Kontakt mit dem
dielektrischen Tragerelement 16 gelangt. Bei der in Fig.
1 gezeigten Tonerwalze 14 rotiert der Kern 18 (rnit den
Magneten 20) im Uhrzeigersinn, wahrend die Umman-
telung 22 im Gegenuhrzeigersinn rotiert. Die Markie-
rungspartikel in dem Entwicklermaterial werden von
dem auf dem dielektrischen Tragerelement 16 gebilde-
ten latenten Ladungsmuster angezogen und gehen eine
Haftverbindung mit dem Ladungsmuster ein, wodurch
das Muster entwickelt wird. Das entwickelte Muster
kann anschlieBend auf ein bogenférmiges Aufnahme-
element tbertragen und durch Beaufschlagung mit Hit-
ze und/oder Druck darauf fixiert oder aber direkt auf dem
dielektrischen Tragerelement fixiert werden, so dass die
gewlnschte Reproduktion des Bildes entsteht.

[0016] Das Entwicklermaterial D in dem durch den
Gehauseabschnitt 12a gebildeten Vorratsbehélter wird
von einer Mischvorrichtung 24 durchgerlhrt. Die
Mischanordnung 24 ist z. B. als ein Bandmischer aus-
gebildet, der ein spiralférmiges inneres Band 28a und
ein spiralférmiges aulReres Band 28b umfasst, die tber
Arme 30 mit einer Welle 32 verbunden sind. Die Welle
32 ist, wie nachfolgend n&her erlautert wird, bezlglich
des Gehduses 12 um die Ladngsachse der Welle drehbar
gelagert. Die Steigungen der Bander 28a und 28b ver-
laufen in entgegengesetzte Richtungen, so dass bei
Drehung der Bander durch die Welle 32 das Entwickler-
material entlang der Lange des Mischers in entgegen-
gesetzte Richtungen bewegt und aufgeriihrt wird. Dabei
entsteht eine triboelektrische Aufladung, aufgrund derer
ein Anhaften der Markierungspartikel an den Tragerp-
artikeln bewirkt wird. Selbstverstandlich kann die vorlie-
gende Erfindung auch fiir andere Arten von Mischvor-
richtungen, z. B. Schaufelrader oder einen Schnecken-
mischer, eingesetzt werden.

[0017] Die Mischvorrichtung 24 bewegt das Entwick-
lermaterial auch radial beztiglich des Mischers, so dass
das Material in den mit dem Bezugszeichen 12c be-
zeichneten Gehaduseabschnitt gelangt, in dem eine
Transportvorrichtung 34 angeordnet ist. Die Vorrichtung
34 umfasst eine Vielzahl von Mitnahmeelementen 40,
die an einer Welle 42 angeordnet und mit dieser drehbar
sind. Wie nachfolgend naher erlautert ist, ist die Welle
42 beziglich des Gehduses 12 um ihre Langsachse
drehbar gelagert. Die Mitnahmeelemente 40 dienen
zum Transport des Entwicklermaterials in das von den
Magneten 20 der Tonerwalze 14 erzeugte Feld. Die Mit-
nahmeelemente 40 kbénnen z. B. als Mulden ausgebildet
sein, die bei Drehung der Welle 42 durch das Entwick-
lermaterial bewegt werden und dabei Entwicklermateri-
al aufnehmen. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Mitnah-
meelemente 40 jeweils den oberen Totpunkt der Vor-
richtung 34 passieren, féllt das Entwicklermaterial auf-
grund der Schwerkraft aus den Mitnahmeelementen
heraus. Da sich das herausfallende Entwicklermaterial
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im magnetischen Feld der Magnete 20 der Tonerwalze
14 befindet, wird es von der Ummantelung 22 der Toner-
walze angezogen. Anschlieend wird das Entwickler-
material von der Tonerwalze 14 auf bekannte Weise in
eine Auftragsverbindung mit dem dielektrischen Trage-
relement 16 gebracht, welches das Ladungsmuster
tragt, so dass das latente Ladungsbild auf dem Trage-
relement entwickelt wird.

[0018] Fig. 2 zeigt einen Stellmechanismus 50, der
die Antriebswelle 32 des Bandmischers der Mischeran-
ordnung 24 in einem festen horizontalen Abstand zu der
Innenwand des Geh&useabschnitts 12a des Gehauses
12 der Entwicklerstation und die Welle 32 parallel zur
Welle 42 der Transportvorrichtung 34 halt. Der Stellme-
chanismus 50 ist derart ausgebildet, dass jeweils das
eine Ende der Wellen in einem am hinteren Ende 12d
des Gehauses 12 der Entwicklerstation angeordneten
Getriebekasten 52 gelagert ist und das andere Ende der
Wellen in einer Lagerabschlussvorrichtung 54 am vor-
deren Ende 12e des Gehauses gelagert ist, so dass der
Getriebekasten 52 zur Positionierung des Bandmi-
schers der Mischvorrichtung 24 und der Mulden der
Transportvorrichtung 34 dient.

[0019] WieinFig. 3 dargestellt sind zur Positionierung
der Lagerabschlussvorrichtung 54 z. B. am vorderen
Abschnitt des Gehauses 12 der Entwicklerstation sind
zweilager 62, 64 in der Lagerabschlussvorrichtung auf-
genommen. Die Lagerabschlussvorrichtung 54 umfasst
ein Paar Lagerhalterungen 62a, 64a, welche die Lager
62 bzw. 64 stutzen. In den Lagern 62 und 64 sind wie-
derum die Enden der Wellen 32 und 42 gelagert. Ein
Abstandselement, z.

[0020] B. ein Arm 66, bildet eine stabile Verbindung
der Lagerhalterungen 62a, 64a miteinander. Der Ab-
standsarm 66 ist derart ausgebildet, dass zwischen den
Lagerhalterungen 62a, 64a ein vorgegebenen Abstand
besteht. Auf diese Weise sind die LAngsachsen der Wel-
le 32 der Mischvorrichtung 24 und der Welle 42 der
Transportvorrichtung 34 in einem vorgegebenen Ab-
stand zueinander angeordnet. Sowohl der horizontale
als auch der vertikale Abstand zwischen den Lagern 62,
64 entspricht dem Abstand zwischen dem Antrieb der
Mischvorrichtung und dem Antrieb der Transportvor-
richtung in dem Getriebekasten 52, damit die parallele
Anordnung der Welle 32 der Mischvorrichtung und der
Welle 42 der Transportvorrichtung erhalten bleibt.
[0021] Wie bereits erwdhnt bieten herkémmliche, be-
kannte Dichtungsanordnungen keinen ausreichenden
Schutz fiir Lagerungen in der Umgebung von Entwick-
lerstationen von elektrographischen Reproduktionsvor-
richtungen. Wie oben beschrieben dringen die kleinen
Partikel des Entwicklermaterials in die bekannten Dich-
tungsanordnungen ein, beschadigen die Lager und ver-
ursachen auf diese Weise einen vorzeitigen Verschleif}
der Lager. DemgemalR schlagt die vorliegende Erfin-
dung eine neue Dichtungsanordnung 70 vor. Die neue
Dichtungsanordnung verhindert auf effektivere Weise
Schéaden an den Lagerungen der Antriebswellen in ei-
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ner Entwicklerstation von

[0022] Reproduktionseinrichtungen. Die Dichtungs-
anordnung 70 umfasst eine Vielzahl von zusammenwir-
kenden Dichtungselementen, die in einer Ausnehmung
im Gehause der Entwicklerstation labyrinthartig ange-
ordnet sind, und sich zwischen den Lagern und dem
Entwicklermaterial im Geh&use befinden. Die Vielzahl
von zusammenwirkenden Dichtungselementen bilden
mehrere im Wesentlichen in einer Reihe angeordnete
Dichtungspunkte und schaffen so eine mehrfache Ab-
dichtung. Einige der Dichtungselemente sind so ange-
ordnet, dass sie mit der zugehoérigen Welle rotieren,
wahrend andere Dichtungselemente ortsfest sind.
[0023] Inderin Fig. 4 dargestellten bevorzugten Aus-
fuhrungsform umfasst die Dichtungsanordnung 70 vier
Dichtungselemente 70a-70d in der Ausnehmung 71. Es
kann auch eine andere Anzahl von Dichtungselementen
vorgesehen sein, vorausgesetzt, es entsteht die ge-
wulnschte labyrinthartige Anordnung. Die Dichtungsan-
ordnung 70 ist hier in Zusammenhang mit der im von
der Lagerhalterung 62a gestitzten Lager 62 gelagerten
Welle 32 der Mischvorrichtung gezeigt, kann aber na-
turlich auch den anderen Wellen der Entwicklerstation
10 zugeordnet sein, z. B. auch der Welle 42 der Trans-
portvorrichtung.

[0024] Das erste Dichtungselement 70a ist in Rich-
tung der Langsachse der zugeordneten Welle 32 be-
trachtet am dichtesten an den das Entwicklermaterial D
enthaltenden Kammern des Gehauses 12 der Entwick-
lerstation fir das Entwicklermaterial angeordnet. Die
Ubrigen Dichtungselemente der Dichtungsanordnung
70 sind entlang der Langsachse der Welle 32 in zuneh-
mendem Abstand zu den Kammern fiir das Entwickler-
material angeordnet und bilden eine labyrinthartige An-
ordnung.

[0025] Das erste Dichtungselement 70a hat bezlglich
der Welle 32 etwas Spielraum, so dass es bei Drehung
der Welle 32 ortsfest in der Lagerhalterung 62a bleibt.
Das zweite Dichtungselement 70b ist festsitzend auf der
Welle 32 angeordnet, so dass es sich mit dieser dreht.
Das folgende, dritte Dichtungselement 70c hat wieder-
um beziglich der Welle 32 etwas Spielraum, so dass es
bezlglich der Lagerhalterung 62a ortsfest bleibt, und
das vierte Dichtungselement 70d ist angrenzend an die
Stufe am abgestuften Abschnitt 32a der Welle 32 und
an das Lager 62 angeordnet. Da sich das zweite Dich-
tungselement 70b mit der Welle 32 dreht, wahrend die
Dichtungselemente 70a und 70c ortsfest bleiben, glei-
ten die beiden Seiten des Dichtungselements 70b zwi-
schen dem ersten Dichtungselement 70a und dem drit-
ten Dichtungselement 70c, bleiben dabei jedoch in Kon-
takt mit dem ersten und dritten Dichtungselement, um
ein Eindringen von Entwicklermaterial im Wesentlichen
zu verhindern. Die Dichtungselemente 70a-70d kénnen
aus einem beliebigen geeigneten Material hergestellt
sein, z. B. aus mit Silikon geflilitem PTFE oder aus mit
Graphit gefiillten PTFE. Zumindest die Dichtungsele-
mente 70a, 70b und 70c sind ferner vorzugsweise aus
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einem Material mit einem niedrigen Reibungskoeffizien-
ten (z. B. zwischen 0,15 und 0,35) gefertigt, so dass bei
Rotation der Dichtungselemente beziiglich einander die
Reibung und Warmebildung reduziert werden. Das vier-
te Dichtungselement 70d ist vorgesehen, um zu verhin-
dern, dass eventuell in die erste Gruppe von Dichtungs-
elementen eingedrungenes Entwicklermaterial in die
Nahe der inneren Laufflache und der Kontaktflache zwi-
schen dem Lager 62 und dem Dichtungselement ge-
langt.

[0026] Die Kontaktflache zwischen dem Lager 62 und
dem Dichtungselement 70d bildet den Bereich, in dem
moglicherweise Material in das Lager eindringen kann.
Das in der labyrinthartigen Dichtungsanordnung 70 ge-
fangene Entwicklermaterial reduziert jedoch den von
weiterem in die Ausnehmung fiir die Dichtung eintreten-
den Entwicklermaterial ausgeubten Druck und bildet so
ein weiteres Dichtungselement.

Liste der Bezugszeichen

[0027]

10 Entwicklerstation

12 Gehause

12a unterer Gehauseabschnitt

12b oberer Gehauseabschnitt

12¢ Gehauseabschnitt

12d hinteres Ende des Gehauses 12
12e vorderes Ende des Gehduses 12
14 Tonerwalze

16 dielektrisches Tragerelement

18 Kern

20 Magnete

22 Ummantelung

24 Mischvorrichtung

28a inneres spiralférmiges Band
28b aulleres spiralférmiges Band

30 Arme

32 Welle

34 Transportvorrichtung

40 Mitnahmeelemente

42 Welle

50 Stellmechanismus

52 Getriebekasten

54 Lagerabschlussvorrichtung

32a abgestufter Abschnitt der Welle 32

66 Arm

62, 64 Lager

62a, 64a Lagerhalterungen

70 Dichtungsanordnung
70a-70d 1 Dichtungselemente
71 Ausnehmung

D Entwicklermaterial

P Pfad

o] Offnung
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Patentanspriiche

1.

Vorrichtung (70) zum Abdichten von Wellenlagern
(62,64) in einer Entwicklerstation (10) einer elektro-
graphischen Reproduktionseinrichtung, mit einem
Gehause (12) das Entwicklermaterial (D) enthalt,
mit mindestens einer Antriebswelle (32, 42), die in
einem Lager (62,64) gelagert ist, das in dem Ge-
hause (12) angeordneten ist,

gekennzeichnet durch

eine Vielzahl von der Antriebswelle (32) zugeord-
neten Dichtungselementen (70a-70d), die in Rich-
tung der Langsachse der Antriebswelle (32) vom
Gehéduse (12) mit dem Entwicklermaterial (D) in
Richtung des Lagers (62) zunehmend nach auf3en
verlaufen und von denen mindestens eines mit der
Antriebswelle (32) drehbar ist, wahrend die angren-
zenden Dichtungselemente ortsfest angeordnet
sind.

Vorrichtung (70) nach Anspruch 1
gekennzeichnet durch

eine Vielzahl von Antriebswellen (32, 42), eine Viel-
zahl von im Gehause angeordneten Lagern, in de-
nen die Antriebswellen gelagert sind und eine Viel-
zahl von jeder Antriebswelle zugeordneten Dich-
tungselementen (70a-70d).

Vorrichtung (70) nach Anspruch 1 oder 2
gekennzeichnet durch

im Gehause (12) angeordnete innere Kammern
(12a-12c) fir partikelfdrmiges Entwicklermaterial
(D), einerin einer einen Vorratsbehalter fiir Entwick-
lermaterial (D) bildenden Kammer (12a) angeord-
nete drehbare Mischvorrichtung (24), eine Entwick-
lervorrichtung (14) zum Auftragen des Entwickler-
materials (D) auf ein zu entwickelndes elektrostati-
sches Bild, eine drehbaren Transportvorrichtung
(34) zum Transport von Entwicklermaterial (D) vom
Vorratsbehalter zur Entwicklervorrichtung (14) und
eine Vielzahl von in einer Vielzahl von im Gehause
(12) der Entwicklerstation (10) angeordneten La-
gern (62, 64) gelagerten Antriebswellen (32, 42)
zum Antreiben der drehbaren Mischvorrichtung
(24), der drehbaren Transportvorrichtung (34) und
der Entwicklervorrichtung (14).

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1, 2 oder 3
gekennzeichnet durch

eine Vielzahl von Dichtungselementen (70a-70d),
die labyrinthartig angeordnet sind.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,

dass das in Verlaufsrichtung der Dichtungselemen-
te (70a-d) erste Dichtungselement (70a) und das
dritte Dichtungselement (70c) beziglich des Ge-
hauses (12) der Entwicklerstation (10) ortsfest sind
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und das zweite Dichtungselement (70b) mit der An-
triebswelle (32) drehbar ist.

Vorrichtung nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprliche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das erste Dichtungselement (70a), das zweite
Dichtungselement (70b) und das dritte Dichtungs-
element (70c) zur Reduzierung der Reibung und
Warmebildung einen niedrigen Reibungskoeffizien-
ten aufweisen.

Vorrichtung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Reibungskoeffizient zwischen etwa 0,15
und 0,35 liegt.

Vorrichtung nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprliche,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein in Verlaufsrichtung der Dichtungselemente
(70a-70d) viertes Dichtungselement (70d) vorgese-
hen ist, das verhindert, dass eventuell in das erste
bis dritte Dichtungselement (70a-70c) eingedrun-
genes Entwicklermaterial (D) das Lager (32) er-
reicht.

Entwicklerstation in einer elektrographischen Re-
produktionseinrichtung mit einer Vorrichtung nach
einem der Anspriiche 1 bis 8.
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